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Development conditions and documentation certifying authority in the field of nanotechnology are presented in given work. Are discussed conditions and documentation of test and measurement laboratories and new methods of linear dimensions measurement. Recommended Set of documents providing accreditation of laboratories. Theoretical models and experimental schemes of laser interference systems based on broadband lasers with controlled spectral composition of radiation and highly stable frequency lasers. . An entry in the State register of measuring instruments and measurement techniques.

Введение

Рассматривая процесс развития и становления производства функциональной компонентной базы микро и оптоэлектроники как комплексного процесса, который включает в себя все основные составляющие процесса как разработки так и производства, следует обратить внимание на развитие трех задач: диагностики, стандартизации и сертификации создаваемой компонентной базы. 

В этой связи, актуальными являются направления по разработке и созданию не только технической базы, но и нормативной базы, обеспечивающих выполнение корректных испытаний и контрольных измерений. Другой актуальной задачей является выбор наиболее востребованных направлений измерительных процессов, обеспечивающих заданную точность при контроле качества продукции.

Рассматривая задачу обеспечения сертификационными испытаниями подавляющего большинства, как конструкторских разработок, так и производственные циклы, целью настоящей работы были исследования, направленные на обеспечение линейных и энергетических измерений в оптоэлектронике в диапазоне нано размеров и нано величин.

Сущность работы 

Касаясь нанотехнологий и нано устройств в области микро и опто электроники, было обращено внимание на два вида измерений, которые составляют основу всех испытательных измерений. В первую очередь было выделено измерение линейных размеров в интервале от 1 нм до 1000 нм (рекомендации CCL-WGDM-7, 1998, пересмотренный 2003 г.). Второй вид связан с измерением мощности оптического излучения в пределах от единиц нано ватт до единиц фемто ватт. 

Общая структура необходимого оборудования представляет собой трехуровневую базу, во главе которой располагаются национальные стандарты, связываемые между собой международными сличениями, и которые обеспечивают мерами длины калибровочные лаборатории.
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Рис.1

На втором уровне располагаются испытательные лаборатории, работа которых направлена на оценку качества производимой продукции. Третий уровень обеспечивает контроль продукции при производстве. Первый уровень обеспечивается исследованиями, проводимыми за счет бюджетного финансирования национальными метрологическими институтами в процессе создания эталонной базы страны. Второй и третий уровни, как правило, финансируются за счет финансового обеспечения предприятий разработчиков нано технологий и нано продукции. 

В настоящей работе представлены направления сертификационных испытаний. которые планируется развивать и обеспечивать техническими устройствами в рамках Государственной целевой научно-технической программы «Нанотехнологии и наноматериалы». 

В соответствии с международной программой по нанометрологии  основные направления развития линейных измерений в этой области основаны на следующих методах (Рис.2):
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Рис.2

В работе предлагается расширить перечень представленных методов измерения длины, используя для этой цели метод шумовой локации в оптическом диапазоне. Для его реализации может быть использован в качестве оптического источника светодиод с широкой спектральной полосой излучения. Для создания средств измерения и контроля необходимо развитие и исследование новых гетеродинных и частотных методов интерференционных измерений линейных размеров, малых перемещений и механических колебаний манометрового диапазона

Другой метод, позволяющий осуществлять абсолютные линейные измерения в области нанометров связан с использованием излучения фемтосекундного лазера. Разработка лазерно-интерференционных схем для измерений линейных размеров, перемещений и механических колебаний диапазона 10-6 - 10-10 м с использованием широкополосных лазерных источников представляет собой самостоятельную научно-техническую задачу. 

Однако применение этих и других предложенных устройств, в статусе средств измерения испытательных лабораторий, возможно при условии использования аттестованных методик выполнения измерений. Для определения условий аттестации этих методик выполнения измерений и другой нормативной документации в работе рекомендуется использовать структуру нормативных документов представленных на Рис.3. В этот перечень входит разработка условий и документации органа по оценке соответствия в области нано технологии и нано измерений, разработка условий и нормативной документации испытательных и измерительных лабораторий. 

В результате выполнения необходимых разработок все документы вносятся в Государственный реестр средств измерений и методик выполнения измерений. 
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